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01  Применения

02  Передвижной РЭМ (Серия Cube)

03  Малогабаритный настольный РЭМ (Серия Genesis)

04  РЭМ с полноразмерной камерой (Серия Veritas)

05  Программное обеспечение

06  Опциональное оборудование:

- Рентгеновский энергодисперсионный спектрометр (ЭДС)

- Напылительная установка (Сoater)

- Детекторы отраженных электронов (BSE)

- Захваты для образцов

- Катод

- Аппарат критической сушки

- Лиофильная сушка

- Низкотемпературный столик

- Полировальная машина

- Оборудование для заливки и запрессовки образцов

- 3D реконструкция изображений

Содержание
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МатериаловедениеБиология

01 Применения

Бактерия Нейрон

Насекомое (лапка мухи)Насекомое (голова мухи)

Соединение провода Печатная плата

ПолупроводникНано волокна

Оксид кадмия Ткань

Зубной имплантПорошок

Разрез листа Тычинка

Разрез дереваЗолото (порошок)

Электроника Природные ресурсы
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02 Передвижной РЭМ Серии Cube-II

• Экономичный и портативный

• Эвцентрический 5-осевой столик

• Встроенная ЭДС система

Увеличение x20 – x200 000

Столик для установки образцов

5-осевой эвцентрический:
X: 42 мм (моторизованный); 
Y: 42 мм (моторизованный); 
Z: 5 – 53 мм (моторизованный); 
T: -90° – 90° (Ручной) 
R: 360° (вращение луча)

Максимальный размер образца 60 мм (Горизонталь),  
30 мм (Вертикаль)

Эффективное использование пространства
Микроскопы серии Cube-II  являются самыми компактными 
настольными РЭМ в мире. Благодаря малому весу и габаритным 
размерам, пользователи могут самостоятельно перемещать РЭМ с места 
на место. 

Эвцентрический 5-осевой столик для образцов
Микроскопы серии Cube-II – настольные РЭМ с возможностью перемещения 
образца по 5-ти осям (моторизованное и ручное перемещение). 
Эвцентрический наклон необходим для 3D-реконструкции изображения 
образцов.

Экономичное решение
Микроскопы серии Cube-II – обладают модульной конструкцией: каждая 
лаборатория сможет подобрать РЭМ и приставку ЭДС в соответствии 
со своими задачами и доступным бюджетом. За дополнительной 
информацией о ценах и доступных опциях просьба обращаться по 
адресу: sales@fianum.com

Схема установки

7



www.emcrafts.comHigh-Performance Scanning Electron MicroscopeEmCrafts 04 + 0504 + 05

Life Science Material Science

01 Applications

Insect(Fly’s head)

Bacteria

Powder

Cadmium Oxide

Nano Fiber

Leaf Cross Section

Insect(Fly’s leg)

Neuron

Dental Implant

Fabric

Semiconductor Package Gold Powder Cross section of a tree

StamenWire bonding Printed Circuit

Electronics Natural Resource

03 �Малогабаритный настольный  
РЭМ Серии Genesis

Спецификация РЭМ серии Cube-II

Модель Cube-II

Стол для установки 
образцов

5-осевой эвцентрический:
X: 42 мм (моторизованный); 
Y: 42 мм (моторизованный); 
Z: 5 – 53 мм (моторизованный); 
T: -90° – 90° (Ручной) 
R: 360° (вращение луча)

Режим вакуума Режим высокого вакуума (‹9×10-3 Па)
Режим переменного вакуума

Вакуумная система

Полностью автоматизированная система откачивания
- Молекулярный турбо насос (создание вакуума в течение 90 секунд)
- Роторный лопастной насос
- Электрическая  система клапанов

Электронная пушка Вольфрамовый катод с предварительной центровкой

Детектор SE (ET-типа)
BSE (4-х канальный, полупроводниковый)

Разрешение 5.0 нм (SE изображение при 30 кВ)

Увеличение x20 – x200 000

Ускоряющее 
напряжение 500В – 30 кВ

Объективы 20/20/50/100 мкм (Различной апертуры)

Смещение 
изображения ±50 мкм

Максимальный  
размер образца

60 мм (Горизонталь)
30 мм (Вертикаль)

Продвинутый режим 
сканирования

Динамичная фокусировка, точечное и линейное сканирование,  
компенсация статических и динамических аберраций изображения

Рабочее расстояние 0 – 20 мм

Автоматические 
функции Авто яркость/контрастность, фокус/авто выравнивание пушки/ авто насыщенность/авто смещение катода

Формат изображения JPG, TIFF, BMP, PNG

Разрешение экрана

Режим фокусировки: 320 х 240 пикселей 
Режим предпросмотра: 800 х 600 
Медленный режим: применяется как для предварительного просмотра, так и для режима фокусировки
Режим съемки: до 3200 х 2400

Габаритные размеры 410 мм x 440 мм x 520 мм

Вес 65 кг

АРМ оператора ПК последнего поколения, монитор 27” , клавиатура, мышь, ОС Win10

Дополнительные 
устройства

EDS (2-в-1 РЭМ-ЭДС) *
Монтажная видеокамера
LaB6/CeB6 Модифицированный катод
3D- Визуализация
E-beam Lithography (Литография электронным пучком) 
*Совместимость с ЭДС-приставками разных производителей: Oxford, Thermo, Bruker, EDAX, Evex.

Электропитание 1 Фазное: 200-240 В, 50 Гц, 1 кВА

• 5-осевой эвцентрический столик

• Максимальная эффективность при малых габаритах

• Простой и легко управляемый ручной столик (модели Genesis – 1000 / 1100)

• Более универсальный 5-осевой моторизованный столик (модели Genesis – 2020 / 2120)

• Исследование токонепроводящих образцов (модели Genesis – 1100 / 2120)

Серия Genesis представляет собой высокопроизводительный РЭМ с W-катодом, с 
увеличением до x300 K и разрешением 3 нм.

Ключевые преимущества: высокая производительность и универсальность, 
эргономичный дизайн, компактность.

Запатентованная вакуумная система EmCrafts обеспечивает быструю смену образцов 
(не более 3 минут).

Универсальные порты позволяют дооснащать РЭМ новыми приставками и 
подстраивать прибор под пользовательские задачи.

Благодаря центрированному картриджу с катодами, замена катодов производится 
оперативно и без усилий.

Изображения сохраняются в различных форматах и могут быть легко сформированы 
для отчетов просто с помощью клика по уменьшенному изображению.

Экономическая эффективность
• Серия Genesis экономичнее и эргономичнее большинства аналогов 

• Идеальное решение для лабораторий любого профиля 

Простота обслуживания
• Автоматическое уведомление о сгорании катода

• �Центрированный катод 
Для замены катода требуется всего 1 – 2 минуты

• Удаленная диагностика

9



www.emcrafts.comHigh-Performance Scanning Electron MicroscopeEmCrafts 04 + 0504 + 05

Life Science Material Science

01 Applications

Insect(Fly’s head)

Bacteria

Powder

Cadmium Oxide

Nano Fiber

Leaf Cross Section

Insect(Fly’s leg)

Neuron

Dental Implant

Fabric

Semiconductor Package Gold Powder Cross section of a tree

StamenWire bonding Printed Circuit

Electronics Natural Resource

Genesis 1000 /1100

Genesis 2020 / 2120

Увеличение x10 – x300 000

Столик для установки образцов

X : 40мм (-20 мм – 20 мм)
Y : 40мм (-20 мм – 20 мм)
Z : 5 – 45 мм
T : -20° – 90°
R : 360°

Максимальный размер образца 96 мм (Горизонталь),  
50 мм (Вертикаль)

Увеличение x10 – x300 000

Столик для установки образцов

X : 90мм (-45 мм – 45 мм)
Y : 60mm (-30 мм – 30 мм)
Z : 5 – 60 мм
T : -20 – 90°
R : 360°

Максимальный размер образца 150 мм (Горизонталь),  
60 мм (Вертикаль)

• �Интуитивно понятный 5-осевой эвцентрический ручной 
столик на Genesis 1000 / 1100 обеспечивает простой 
способ перемещения образцов.

• �Возможность регулирования давления в Genesis 1100 
позволяет пользователям наблюдать токонепроводящие 
образцы, например биоматериалы.

• �Genesis 2020 / 2120 обладают 5-осным эвцентрическим 
моторизованным столиком и компактным дизайном

• �Интуитивно понятный интерфейс и быстрая скорость 
отклика позволяют столику легко и быстро перемещаться

• �Функция сохранения и восстановления положения 
особенно полезна при работе с несколькими образцами.

www.emcrafts.comHigh-Performance Scanning Electron MicroscopeEmCrafts 10 + 11

Model Genesis-1000 Genesis-1100 Genesis-2020 Genesis-2120

Stage

5-axis Manual
X : 40mm (-20mm ~ 20mm)
Y : 40mm (-20mm ~ 20mm)
Z : 5 ~ 45mm 
T : -20° ~ 90° 
R : 360°

5-axis Motorized
X : 90mm (-45mm ~ 45mm)
Y : 60mm (-30mm ~ 30mm)
Z : 5 ~ 60mm
T : -20 ~ 90°
R : 360°

Variable Pressure X O X O

Vacuum Mode High Vacuum only 
(<9×10-3Pa) 

High Vacuum Mode (‹9×10-3Pa) 
Low Vacuum Mode (10~230Pa)

High Vacuum only 
(<9×10-3Pa)

High Vacuum Mode (‹9×10-3Pa) 
Low Vacuum Mode (10~230Pa)

Vacuum System

Fully Automated Evacuation System 
- Turbo molecular pump(Vacuum ready within 3 minutes) 
- Rotary vane pump 
- Electrical valve system  

Electron Gun Precentered Tungsten Filament

Detector SE(ET-type) SE(ET-type)
BSE(4channel, Semiconductor) SE(ET-type) SE(ET-type)

BSE(4channel, Semiconductor) 

Resolution 3.0nm (SE Image) 3.0nm (SE Image)
5.0nm (BSE Image) 3.0nm (SE Image) 3.0nm (SE Image)

5.0nm (BSE Image)

Magnification x10 ~ x300,000 

Acceleration Voltage 200V ~ 30kV

Objective IRIS 20/20/50/100μm( Variable aperture)

Image Shift ±50μm

Maximum Sample Size Horizontal : 96mm, Vertical : 50mm Horizontal : 150mm, Vertical : 60mm 

Advanced Scan Mode Dynamic Focus, Point & Line Scan, Tilt Compensation

Working Distance 0~45mm 0~60mm

Automatic Function Auto Brightness/Contrast, Auto Focus, Auto Gun Alignment, Auto Saturation, Auto Filament / Bias

Image Format JPG, TIFF, BMP, PNG

Display Mode

Focus Mode : 320×240 pixel, Resizable
Preview Mode : 800×600
Slow Mode : Applicable to both preview and focus mode
Photo Mode : Up to 3200×2400

Dimension(mm)
Installation Dimension : 1800(W) x 600(D)
- Main System: 600(W) x 623(D) x 1350(H), 130Kg
- Rotary Pump : 454(W) x 134(D) x121(H), 22Kg

Supplied Accessories Factory-centered Filament Cartridge 1box(10units), Specimen Mounts 1box(10units), Tweezer, Carbon Tape, 
Hex. Driver 0.89mm (1 ea.), Hex. T Wrench 2.5mm (2 ea.)

Operation Device Windows10 -based All-in-One 21.5” Workstation
-100% controlled by keyboard and mouse

Optional Devices

EBSD(Electron Back Scattered Diffraction) 
EDS(Energy Dispersive Spectroscopy)
WDS(Wavelength Dispersive Spectroscopy)
CL(Cathodoluminescent) Imaging
Chamber Camera
LaB6/CeB6 Upgrade
3D Imaging
Raman Spectroscopy
E-beam Lithography

Power Supply Single Phase : 100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 1kVA

• Genesis-2020/2120 provides 5-axis motorized euccentric stage in the same 
compact design.

• Intuitive “Point & Go” operation enables effortless stage movement in a 
quick manner.

• Position save and restore function is useful especially 
for multi-specimen mount.

Genesis 2020/2120

GENESIS-Series specification
• Intuitive 5-axis manual euccentric stage on Genesis-1000/1100 

provides easy and straightforward way to move specimens.

• Variable pressure capability of Genesis-1100 enables users to 
observe non-conductive samples such as biological samples.

Genesis 1000/1100

600 1200

600623

Unit(mm)

Installation
Footprint

Magnification x10 ~ x300,000

Stage
X,Y : 40mm / Z : 5~45mm /
T :-20~90°/ R : 360°

Maximum Sample Size 96mm(H), 50mm(V)

Magnification x10 ~ x300,000

Stage
X : 90mm, Y : 60mm / Z : 5~60mm / 
T :-20~90°/ R : 360°

Maximum Sample Size 150mm(H), 60mm(V)

Схема  
установки

Спецификация РЭМ серии Genesis
Модель Genesis-1000 Genesis-1100 Genesis-2020 Genesis-2120

Стол для установки 
образцов

5ти –осевой Ручной 
X : 40 мм (-20 мм – 20 мм)
Y : 40 мм (-20 мм – 20 мм)
Z : 5 – 45 мм
T : -20° – 90°
R : 360°

5 –осевой Моторизированный 
X : 90мм (-45 мм – 45 мм)
Y : 60mm (-30 мм – 30 мм)
Z : 5 – 60 мм
T : -20 – 90°
R : 360°

Переменное давление Х О Х О

Режим вакуума Только высокий вакуум 
(‹9×10-3 Па)

Режим высокого вакуума (‹9×10-3 Па) 
Режим низкого вакуума (10–230 Па)

Только высокий вакуум 
(‹9×10-3 Па)

Режим высокого вакуума (‹9×10-3 Па) 
Режим низкого вакуума (10–230 Па)

Вакуумная система

Полностью автоматизированная система откачивания
- Молекулярный турбо насос (создание вакуума в течение 3 минут)
- Роторный лопастной насос
- Электрическая  система клапанов

Электронная пушка Вольфрамовый катод с предварительной центровкой

Детектор SE (ET-типа)
SE (ET-типа) 
BSE (4-х канальный, полупроводниковый)

SE (ET-типа)
SE (ET-типа) 
BSE (4-х канальный, полупроводниковый)

Разрешение 3.0 нм (SE изображение)
3.0 нм (SE изображение) 
5.0 нм (BSE изображение)

3.0 нм (SE изображение)
3.0 нм (SE изображение) 
5.0 нм (BSE изображение)

Увеличение x10 – x300 000

Ускоряющее 
напряжение 200В – 30 кВ

Объективы 20/20/50/100 мкм (Различной апертуры)

Смещение 
изображения ±50 мкм

Максимальный  
размер образца

По горизонтали: 96 мм,  
По вертикали: 50 мм

По горизонтали: 150 мм,  
По вертикали: 60 мм

Продвинутый режим 
сканирования

Динамичная фокусировка, точечное и линейное сканирование,  
компенсация статических и динамических аберраций изображения

Рабочее расстояние 0 – 45 мм 0 – 60 мм

Автоматические 
функции Авто яркость/контрастность, фокус/авто выравнивание пушки/ авто насыщенность/авто смещение катода

Формат изображения JPG, TIFF, BMP, PNG

Разрешение экрана

Режим фокусировки: 320х240 пикселей 
Режим предпросмотра: 800х600 
Медленный режим: применяется как для предварительного просмотра, так и для режима фокусировки
Режим съемки: до 3200х2400

Габаритные размеры
Установочные размеры 1800 (Ш) х 600 (Д)
Основная система: 600 (Ш) х 623 (Д) х1350 (В), 130 кг.
Роторный насос: 454 (Ш) х 134 (Д) х 121 (В), 22 кг.

Аксессуары Картридж с катодом 1 коробка (10шт.), крепления для образцов коробка (10шт.),  
пинцет, углеродная лента, отвертка 0,89 мм, ключ 2.5 мм.

АРМ оператора ПК последнего поколения, монитор 27” , клавиатура, мышь, ОС Win10

Дополнительные 
устройства

EBSD (Метод дифракции обратно отраженных электронов)
WDS (Метод дисперсионной рентгеновской спектроскопии по длине волны)
Cl (Система катодолюминесценции изображения) 
Монтажная видеокамера
LaB6/CeB6 Модифицированный катод
3D-Визуализация
Рамановская Спектроскопия
E-beam Lithography (Литография электронным пучком) 

Электропитание 1 Фазное: 100-240 В, 50/60Гц, 1 кВА
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04 �РЭМ с полноразмерной камерой 
серии Veritas

• Высокая производительность и продуктивность

• Широкий диапазон линейного перемещения столика

• Большой размер камеры

РЭМ серии Veritas имеют 5-осный моторизованный столик  
для анализа крупногабаритных образцов.

Увеличение x10 – x300 000

Столик для установки образцов

X, Y : 120мм (-60 мм – 60 мм)
Z : 5 – 65 мм
T : -20° – 90°
R : 360°

Максимальный размер образца 210 мм (Горизонталь),  
65 мм (Вертикаль)

Анализ крупногабаритных образцов

РЭМ серии Veritas позволяют анализировать образцы 
больших размеров. Например: Пластина, диск, цилиндр и пр.

Неразрушающий анализ

Позволяет проводить анализ без предварительной 
пробоподготовки образцов.  
Примеры: микросхемы, полупроводниковые платы.

Анализ бразцов большой массы

Возможность проведения анализа тяжелых образцов до 2 кг.  
Например: образцы горной породы, железной руды и пр.

Схема  
установки
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04 Big Chamber SEM Veritas-Series

• High Performance and Productivity
• Large Scale Stage Movement

Application

Model Veritas-3000 Veritas-3100

Stage Type

5-axis Motorized
X,Y : 120mm(-60mm~60mm)
Z : 5~65mm
T : -20°~90°
R : 360°

Variable Pressure X O

Vacuum Mode High Vacuum Mode (<9×10-3Pa)
High Vacuum Mode (<9×10-3Pa)
 Low Vacuum Mode(10 ~ 230Pa)

Vacuum System

Fully Automated Evacuation System
 - Turbo molecular pump (Vacuum ready within 3 minutes)
 - Rotary vane pump
 - Electrical valve system

Electron Gun Precentered Tungsten Filament

Detector SE Detector
SE Detector 
BSE Detector (4channel, Semiconductor)

Resolution 3.0nm (SE Image) 3.0nm (SE Image)
5.0nm (BSE Image)

Magnification x10 ~ x300,000

Acceleration Voltage 200V ~ 30kV

Objective IRIS 20/20/50/100μm (Variable aperture)

Image Shift ±50μm

Maximum Sample Size Horizontal: 210mm, Vertical: 65mm

Advanced Scan Mode Dynamic Focus, Point & Line Scan, Tilt Compensation

Working Distance 0 ~ 65mm

Automatic Function Auto Brightness/Contrast, Auto Focus, Auto Gun Alignment, Auto Saturation, Auto Filament / Bias

Image Format JPG, TIFF, BMP, PNG

Display Mode

Focus Mode : 320x240 pixel, Resizable
Preview Mode : 800x600
Slow Mode : Applicable to both preview and focus mode
Photo Mode : Up to 3200x2400

Dimension(mm)
Installation Dimension : 2000(W) x 800(D)
-Main System : 800(W) x 825(D) x 1500(H), 200kg
-Rotary Pump : 454(W) x 134(D) x 212(H), 22kg

Supplied Accessories
Factory-centered Filament Cartridge 1box(10units), Specimen Mounts 1box(10units), Tweezer,
Carbon Tape, Hex. Driver 0.89mm (1 ea.), Hex. T Wrench 2.5mm (2 ea.)

Operation Device Windows 10-based All-in-One 21.5” Workstation I 100% controlled by keyboard and mouse

Optional Devices

Chamber Camera | LaB6/CeB6  upgrade
3D Imaging | Raman Spectroscopy | EDS(Energy Dispersive Spectroscopy)
EBSD(Electron Back Scattered Diffraction) | WDS(Wavelength Dispersive Spectroscopy)
CL(Cathodoluminescence) Imaging | E-beam Lithography

Power Supply Single Phase : 100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 1kVA

800 1200

800825

Unit(mm)

Veritas-series can analyze large-scale 
samples conventional SEMs cannot. 
ex : Wafer, disk 

Large Samples Analysis

Able to analyze  samples without  cutting
ex : PCB, Semiconductor pattern Analysis

Non-destructive Samples Analysis

Able to analyze heavy samples up to 2kg 
ex : Rock, Iron Ore

Heavy Samples Analysis

VERITAS-Series specification

Veritas-series has 5-Axis euccentric motorized stage to provide 
easier measurement of large scale samples. 

Installation
Footprint

Magnification x10 ~ x300,000

Stage
X,Y : 120mm / Z : 5~65mm /
T :-20~90°/ R : 360°

Maximum Sample Size 210mm(H), 65mm(V)

Спецификация РЭМ серии Veritas

Модель Veritas-1000 Veritas-3100

Стол для установки 
образцов

5ти –осевой моторизованный 
X, Y : 120мм (-60 мм – 60 мм)
Z : 5 – 65 мм
T : -20° – 90°
R : 360°

Переменное давление Х О

Режим вакуума Только высокий вакуум (‹9×10-3 Па)
Режим высокого вакуума (‹9×10-3 Па) 
Режим низкого вакуума (10–230 Па)

Вакуумная система

Полностью автоматизированная система откачивания
- Молекулярный турбо насос (создание вакуума в течение 3 минут)
- Роторный лопастной насос
- Электрическая  система клапанов

Электронная пушка Вольфрамовый катод с предварительной центровкой

Детектор SE детектор
SE (ET-типа) 
BSE (4-х канальный, полупроводниковый)

Разрешение 3.0 нм (SE изображение)
3.0 нм (SE изображение) 
5.0 нм (BSE изображение)

Увеличение x10 – x300 000

Ускоряющее 
напряжение 200В – 30 кВ

Объективы 20/20/50/100 мкм (Различной апертуры)

Смещение 
изображения ±50 мкм

Максимальный  
размер образца По горизонтали: 210 мм, По вертикали: 65 мм

Продвинутый режим 
сканирования

Динамичная фокусировка, точечное и линейное сканирование,  
компенсация статических и динамических аберраций изображения

Рабочее расстояние 0 – 65 мм

Автоматические 
функции Авто яркость/контрастность, фокус/авто выравнивание пушки/ авто насыщенность/авто смещение катода

Формат изображения JPG, TIFF, BMP, PNG

Разрешение экрана

Режим фокусировки: 320 х 240 пикселей 
Режим предпросмотра: 800 х 600 
Медленный режим: применяется как для предварительного просмотра, так и для режима фокусировки
Режим съемки: до 3200 х 2400

Габаритные размеры
Установочные размеры 2000 (Ш) х 800 (Д)
Основная система: 800 (Ш) х 825 (Д) х1500 (В), 200 кг.
Роторный насос: 454 (Ш) х 134 (Д) х 212 (В), 22 кг.

Аксессуары Картридж с катодом 1 коробка (10шт.), крепления для образцов коробка (10шт.),  
пинцет, углеродная лента, отвертка 089 мм, ключ 2.5 мм.

АРМ оператора ПК последнего поколения, монитор 27”, клавиатура, мышь, ОС Win10

Дополнительные 
устройства

EBSD (Метод дифракции обратно отраженных электронов)
WDS (Метод дисперсионной рентгеновской спектроскопии по длине волны)
Cl (Система катодолюминесценции изображения) 
Монтажная видеокамера
LaB6/CeB6 Модифицированный катод
3D-Визуализация
Рамановская Спектроскопия
E-beam Lithography (Литография электронным пучком) 

Электропитание 1 Фазное: 100-240 В, 50/60Гц, 1 кВА
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05 �Программное обеспечение Virtuoso
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05 Virtuoso
 Easy-to-Use Operation Software

Automatic Functions

Observation Mode Selection

Image Save & Export

Annotation Tool

Image Parameter Control

Various Image Formats
JPEG, TIFF, BMP, PNG

Automatic Functions
Filament/Bias

Brightness/Contrast
Gun Alignment

Focus
Stigmator

Observation Mode
Focus Window Mode

TV Mode
Slow Scan Mode

Photo Mode

User Friendly Functions
Multi-User environment

Wobble
Filament burn-out alarm
Customizable annotation

Vacuum Control & Status Monitor

Сохранение и экспорт изображений Функции автоматизации

Контроль вакуума и мониторинг статуса

Выбор режима съемки 

Дружественный интерфейс
Возможность работы 

нескольким пользователям
Автоматическое уведомление о 

сгорании катода
Пользовательская маркировка

Функции автоматизации
Параметры катода
Яркость / контраст

Регулировка положения 
электронной пушки

Фокус
Маркировка

Режимы съемки
Режим Фокуса на 

выбранном участке
«ТВ»- Режим

Режим медленного 
сканирования

Режим фотографии

Различные форматы 
экспорта изображений

JPEG, TIFF, BMP, PNG

Выделение и подпись  

Контроль параметров изображения
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06 �Опциональное оборудование

1. Система ЭДС
• Без жидкого азота, Кремниевый дрейфовый детектор.

• Определяет элементы от Be (4) до Cf (98).

• Мощность детектора до 129 эВ.

• �Количественный анализ, качественный анализ, многоточечный анализ, линейное 
сканирование, картирование.

• �Производители приставки ЭДС: Oxford, Thermo, Bruker, EDAX, Evex.

3. Детектор BSE (обратнорассеянный электрон)
• Полупроводниковый тип, 4 канальный детектор.

• �Детектор BSE позволяет анализировать образцы металлов (без покрытий ) и горных 
пород и определять границы раздела фаз.

4. Захваты для образцов

5. Катод2. Ионный напылитель
• Принцип работы: Система разряда верхнего электрода

• Мощность ионизации: – 50 мА (макс.: 500В)

• Мишень: 50 мм x толщина 0 1 мм, тип диска (Au, Pt)

• Корпус прибора: 270 (Ш) x470 (Д) x 385 (В)

• �Требования к питанию:  
220В/однофазный 50/60Гц переменного тока, 10A

• Вес: 22 кг

• Роторный насос: 16 л/мин [при 60Гц]
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1. EDS SYSTEM
• LN2-free operation, Silicon Drift Detector.

• Detects elements from Be(4) to Cf(98).

• Premium Resdution of 129 eV is available.

• Quantitative Analysis, Qualitative Analysis, Multi-Point Analysis, LineScan, Mapping.

• EDS Maker: Oxford, Thermo, Bruker, EDAX, Evex.

2. ION SPUTTER COATER
• Operating principle : Top Electrode discharge system

• Ionization power : ~50mA(Max : 500V)

• Target : 50mm(Ø) x 0.1mm thick, Disc type(Au, Pt)

• Instrument case : 270(W) x470(D) x 385(H)

• Power requirements : 220V / Single phase AC 50/60Hz, 10A

• Weight : 22kg

• Rotary Pump : 16L/min[at 60Hz]

06 Optional Device

SEM Image Quantitative AnalysisQualitative Analysis

Line ScanPoint and Area Analysis Mapping
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Project 1

Element Line 
Type 

Apparent 
Concentration 

k Ratio Wt% Wt% 
Sigma 

Standard 
Label 

Factory 
Standard 

Standard 
Calibration 

Date 
C K 

series 
6.67 0.06666 72.81 0.42 C Vit Yes  

O K 
series 

2.32 0.00782 19.76 0.42 SiO2 Yes  

Si K 
series 

0.05 0.00037 0.07 0.01 SiO2 Yes  

S K 
series 

2.72 0.02340 4.42 0.06 FeS2 Yes  

Cu K 
series 

0.45 0.00451 0.78 0.05 Cu Yes  

Ag L 
series 

1.18 0.01185 2.16 0.06 Ag Yes  

Total:    100.00     

 

 

 

5. Filament

LaB6 Filament Factory-Centered Filament Cartridge

4. Holder

Multi Holder for 7 pin Stubs Big Mount 45o Pin Stub Holder Set Screw Vise

3. BSE Defector
• Semiconductor Type, 4 Channel Detector.

• BSE detector make it possible that sample with non-coating is observable and the boundary interface of alloy sample 
can be disentangled.

BSE Detector SE Image BSE Image
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РЭМ изображение Качественный анализ Количественный анализ

КартированиеЛинейное сканированиеАнализ точек и объектов

BSE детектор

Мульти-подставка для  
7 образцов

Плита для крупногабаритных 
образцов 

Держатель для образцов  
под углом 45°

Фиксатор

Изображение SE Изображение BSE

Центрированный картридж с катодомLaB6 Катод
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6. Аппарат критической сушки 
• �Аппарат критической сушки предназначен для 

пробоподготовки образцов био-материалов, таких как 
растения, насекомые, нервные клетки, органические 
ткани и пр.

• �В критической точке, образец сушится с использованием 
CO2. Оригинальная форма образца фиксируется для 
обеспечения возможности дальнейшего анализа без 
дополнительного поверхностного напряжения. 

11. 3D реконструкция изображений
• Многие задачи при нано-масштабе изображений требуют проведения анализа в глубину 
образца и большинство существующих РЭМ не могут адекватно справиться с данной 
задачей. РЭМ EmCrafts оснащены уникальным программным модулем 3D-реконструкции, 
позволяющим получать 3D-изображение из нескольких снимков под различными 
углами или с различным освещением. Данный модуль является экономичным аналогом 
дорогостоящим решениям, таким как атомная силовая микроскопия. 

12.  Дополнительные опции
• EBSD метод дифракции обратно отраженных электронов
• WDS (Метод дисперсионной рентгеновской спектроскопии по длине волны)
• Cl (Система катодолюминесценции изображения) 
• Монтажная видеокамера
• LaB6/CeB6 Модифицированный катод
• 3D - Визуализация
• Рамановская Спектроскопия

10. �Оборудование для  
заливки и запрессовки образцов
EmCrafts предлагает машины для оперативной запрессовки образцов. Скорость 
работы повышается за счет использования дополнительной дозирующей системы.

Мощная гидравлическая система

• Быстрый нагрев и охлаждение 

• �Доступны продукты с возможностью обработки двух 
образцов с промежуточным поршнем

• Двухцилиндровые образцы различных размеров

• �18 задаваемых функций в зависимости от размера 
смолы и пресс-формы

• Система предварительного подогрева образца 

• �Быстрый цикл с оптимизированной системой 
охлаждения.

Мощность: Оснащена мощными двигателями, 
управляемыми частотными регуляторами.

Запоминание режимов: Встроенная память 
сохраняет все процессы полировки.

Эффективность: Пользовательские настройки 
регулируются и программируются.

Простота: Дизайн и управление сенсорной 
панелью.

7. Лиофильная сушка
• �Предназначена для фиксации, дегидратации биологического образца с минимальной усадкой 

и деформацией.

• �Электронный контроль температуры от 0 ° C до 40 ° C.  
Быстрая регулировка температуры, 10 минут для С 40 ° C до 5 ° C.

8. Низкотемпературный столик  
• �Обеспечивает гибкий нагрев/охлаждение для наблюдения за биологическими образцами 

Наблюдение за образцами на стадии охлаждения с минимальным обезвоживанием и 
деформацией при более пониженных температурах.

9. Полировальная машина
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9. Polishing Machine
The top of the range automatic polishing machines.

• Powerful  Fitted with powerful  motors controled by a 
 frequency controller!

• Reproducible  Built-in memory stores all your polishing  
 processes!

• Efficent  All the settings are completely adjustable  
 and programmable!

• Simple  Design and touch pad control!

• Intelligent  All the Technological experience  
 goes into the most complete polishing machine  
 on the market!

6. Critical Point Dryer
• Critical point dryer is an instrumental device which is used to 

preprocess biological specimens such as plants, insect, liver tissue, 
nerve cell, brain tissue etc.

• At critical point, the specimen is dried using CO2. The original shape 
of specimen would be maintained and analyzed without causing 
surface tension by moisture and necrosis of biological tissue by 
dehydration.

• Freeze dryer is to fix, dehydrate biological specimen with minimal shrinking and deformation.

• Electronic temperature control ranging from 0 C̊ to 40 C̊. Rapid adjustment of temperature,10 minutes for 
adjustment from 40 C̊ to 5 C̊.

7. Freeze Dryer

8. Cool Stage
Cool stage offers a flexible heating/cooling to observe biological specimen. Biological specimen can be 
observed using cool stage with minimal dehydrationand deformation at lower temperature. Easily damaging 
Specimen by E-beam is also observable using cool stage.

MountainsMap® Premium 7.2.7549
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Width µm 105 11.7

Maximum height µm 16.7 15.2
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For demonstration purposes only!

MountainsMap® Premium 7.2.7549

3D view of the surface+image studiable - Partitioned and leveled

For demonstration purposes only!

MountainsMap® Premium 7.2.7549

3D view of the surface+image studiable - Extracted area
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10. Mounting Machine
Emcrafts offers super short mounting times and maximum user-friendliness. 
Speed is further improved by using the optional dosing system.

Powerful hydraulic system

• Fast heating and cooling using new heating and cooling technology

• Available dual sample products with intermediate piston

• Two cylinder sample products available in different sizes

• Requests for up to 4 sample products at once are possible

• 18 preset functions according to resin and mold size

• Good sample product system with preheating

• Faster cycle with optimized cooling system.

• Many nano-scale require depth information bet most optical microscope and scanning electron microscope 

haven’t delivered successful solutions so far. EmCrafts Products wupplies state-of-the-art 3D restruction 
software which is capable of 3D imaging from multiple images at different angles or illuminations which can 
replace expensive solutions such as atomic force microscope.

• EBSD(Electron Back Scattered Diffraction)

• WDS(Wavelength Dispersive Spectroscopy)

• CL(Cathodoluminescence) Imaging

• Chamber Camera

• Raman Spectroscopy

• Etc.

11. 3D Reconstruction S/W

12. More advanced applications are available 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
В РФ И СНГ

ООО “ФИАНУМ” 
127410, г. Москва,  
Алтуфьевское ш. 31, п. 322 
+7 (495) 205-16-62 
info@fianum.com 
www.fianum.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

EmCrafts Co., Ltd.  
254 Docheok-ro, Docheok-myeon, 
Gwangju-si, Gyeonggi-do 12814, Korea 
+82-31-8027-2752 
sales@emcrafts.com 
www.emcrafts.com
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Life Science Material Science

01 Applications

Insect(Fly’s head)

Bacteria

Powder

Cadmium Oxide

Nano Fiber

Leaf Cross Section

Insect(Fly’s leg)

Neuron

Dental Implant

Fabric

Semiconductor Package Gold Powder Cross section of a tree

StamenWire bonding Printed Circuit

Electronics Natural Resource


